11

(0.66 &) [1, 2]
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11

3.92 gcm'3
0.03

IX104Kg 2
1X10'6K'L
2X103 1K1
6.2Jmol'V
2200cmVs"1
1600 cmVs'1
5.45 eV

10131086Qcm
241

(112 V)



.. 1955 (General Electric) [9]

(High Temperature High Pressure; HPHT)
50-100 kbar 1800-2300 K

HPHT
.. 1971 Aisenberg ~ Chabot [6] (CH
10%torr
2.0
8-14
‘ " (Diamond-Like Carbon; DLC)
DLC
(Chemical Vapor Deposition; CVD) [7]

18]

(Hot filament; HF) DLC ,
[7] (Heat sink)
9] (Inductively coupled
plasma: ICP)
DLC
DLC
1 1

(Diffusion pump)



(Heater) ' DUC
DLC 400 °C [7,10]
DLC

ICP DLC
DLC
(Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition; RF-PECVD)

(Langmuir probe) DLC
(Scanning

Electron  Microscope; SEM)

(Raman Spectroscopy)

12
1 RF-PECVD  ICP DLC
2. DLC RF-PECVD
3.
DLC
13
RF-PECVD  ICP
DLC DLC
14
1 DLC
RF-PECVD

2. RF-PECVD  ICP DLC



3. (Self compensate Langmuir
probe) ICP
4, DLC RF-PECVD
(Substrate)
b, DLC
(SEM) (Raman Spectroscopy)
6.
15
5
1
2 DLC RF-PECVD
DLC
3 2
2 DLC
RF-PECVD



	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4 วิธีดำเนินการวิจัย
	1.5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย


